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Цель изучения дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний о базовых технологических процессах и 

маршрутах изготовления микроэлектромеханических систем (МЭМС). 

Задачи изучения дисциплины: 

знать особенности изготовления микромеханических датчиков, связанные с по-

лучением подвижных чувствительных элементов: методы анизотропного трав-

ления (жидкостного и плазменного) конструктивных слоев МЭМС и размерно-

го стоп-травления, технологии объемной и поверхностной микрообработки, 

технология LIGA, технологии SOIMUMPs и PoliMUMPs и др. 

Перечень формируемых компетенций: 

ПКВ-2 — Готовность к применению современных технологических процессов 

и технологического оборудования в производстве приборов и устройств микро- 

и наноэлектроники. 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ:  5 

Форма итогового контроля по дисциплине:  экзамен 


